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Uklad do interferencyjnego pomiaru katéw
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Przedmictem wynalazku jest uktad shuzacy do
interferencyjnego pomiaru katow. '

Znane s3. uklady umozliwiajgce pomiar katéw
w duzym zakresie pomiarowym, mianowicie Ww
zakresie kata pelnego, lecz z niewielkg dokdad-
nosciag nie przekraczajgcg +2 sekund katowych.
Nalezg do nich powszechnie znane podzielnice
optyczne, ghlowice podzialowe, goniometry, teodo-
lity i niwelatory.

Zmniane sg dalej uktady pozwalajgce uzyskaé zna-
cznie wiekszg dokiadnosé, lecz jedynie w zakre-
sie matych lub bardzo Iﬂalych katow. W tej gru-
pie znane sg lunety autokolimacyfjne oraz precy-
zyjne uklady luneta-kolimator. Przy ich pomocy
mozna mierzyé katy rzedu kilku do kilkudziesie-
ciu minut katcwych z praktycznie osiggalng do-
ktadnoscia +0,5 sekundy katowejj. Znane sg tez
uklady wykorzystujace przy pomiarze przesunie-
cie zespolu optycznego na pewnym ramieniu. Do
kladno$é uzyskanych wynikéw zalezy od doklad-
no$ci pomiaru diugodci ramientia, dokladnosci czuj-
nika mierzgcego, przesuniecie, jednoznacznego
ustalenia osi obrotu - oraz zapewnienia odpowied-
niej stabilizacji warunkéw pomiaru. Zakres po-
miarowy zalezy od zakresu pomiarowego czujni-
ka i zwykle nie przekracza 10 sekund katowych.
Przy zastcsowaniu czujnika o wartosci dzialki ele-
mentarnej 0,2 wm, mierzgcego na ramieniu 100 mm,
osigga sie dokladno$é pomiaréw rzedu 10,2 se-
kundy kgtowej. '
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Nie sg dotgd znane uklady, ktére umozliviatyby
pcmiar katoéw z dokladno$cia powyzej 0,1 sekundy
katowej w zakresie przynajmniej 10 stopni kgto-
wych.

Wynalazek ma na celu skionstruowanie ukladu,
ktéry umpezliwitby uzyskiwanie bardzo wysckich
dokladno$ci pomiaru w zakresie do kilkudziesieciu
nawet stopni katowych, a wiec w zakresie bar-
dzo czesto spotykanym w praktyce. Doniosto$é za-
gadnienia stanowigcego cel wynalazku okredla fakt,
ze wsréd wszelkich dokonywanych w $wiecie po-
miardw — pomiary dlugosci i kata stanowiag 85%,
z czego 15—20% to pomniary kata. ‘ »

Cel wediug wynalazku  osiggnieto przez zaopa-
trzenie ukladu w laserowe zrddio Swiatta i usta-
wienie na drodze wigzid laserowej plytki poéi-
przepuszczajacej. Za tg piytka jest umieszozone lu-
stro. W kierunku wigzki odbitej od wspcmnianej
ptytki pélprzepuszczajacej ukbad ma st6t obroto-
wy, a na nim jest umocowane lustro katowe. Na
drodze promieni odbitych od lustra katowego znaj-
duje sie lustro kompensujace.

Wymienicne lustra oraz plytka . péiprzepuszcza-
jagca sg ustawione prostopadle do plaszezyzny sto-
tu. Kat wierzcholkiowy migdzy powierzchniami od-
bijajgcymi lustra katowego wynosi 90° a dwusie-
czna tego kata jest prostopadia do prostej ilaczg-
cej wierzcholek lustra katowego ze Srodkiem obro-
tu stolu. )

Po drugiej stronie piytki polprzepuszezajgce]
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uklad ma ekran a w plasaczyznie ekranu znajduje
sie fotoelektryczny réimicowy przetwornik impul-
sébw. Na wyjsciu przetwornika jest przylgczony re-
wersyjny cyfrowy licznik impulséw, zaliczajacy
prazki interferencyjne.

Zastosowane w uktadzie srodki techniczme umo-
iiLirvxziléﬁa cyfrowy pomiar kata obrictu z doktadnos-
cig 10,06 sekundy katowej na ramieniu 100 mm.
Zakres pomiarowy ukiadu wynosi w zasadzie nie-
mal 90°, w praktyce siega 70 stopni katowych.

Uktad wedblug wynalazku w polgczeniu z urzg-

dzeniem wykonawiczym znajduje zastosowanie przy
nanoszeniu podziatek katowych na wzorcach naj-
wyzszej dokladnosci lub limbusach urzgdzeh po-
miarowych, w astronomii, lotnictwie i innych dzie-
dzinach przy precyzyjnym odmierzaniu katéw i po-
miarach przesunieé katowych. Uklad moze tez byé
stosowany do precyzyjnych pomiaréw katéw mig-
dzy réznymi czeSciami maszynowymi.
. 'Wynalazek jest dokbadniej opisany na przykla-
-dzie - wykonania w zwigzku z rysunkiem, na kto6-
rym pokazanc schemat ukladu optyczno-elekitro-
nicznego.

Uklad jest zaopatrzony w laser He-Ne 1. Na
drodze wigzki promieniowania laserowego jest
umieszezona pofprzepuszezajgea piytka 2 a za nig,
prostopadle do wigzki docierajacego S$wiatla, nie-
ruchome lustro 3. W kierunku wigzki odbijanej cd
plytki 2 ukiad ma obrotowy stét 4, na ktérym jest
przytwierdzone katowe lustro 5 o kacie 90° mie-
dzy powierzchniami odbijajacymi. Powierzchnie od-
bijajace sg prostopadie do plaszczyzny stolu 4, a
krawedz ich przecigcia wyznacza ma powierzchni
stolu punkt, w kitérym przecinaja sie dwusieczna
kata lustra i prostopadta do niej prosta przecho-
dzgca przez. Srodek obrotu stolu.

Obok stotu 4, na drodze promieni odbitych’' od
lustra 5 i prostopadle do ich kierunku, jest umo-
cowane kompensujgce lustro. 6. Lustra 3 i 6 oraz
plytka .2 s3 ustawione prostopadle do plaszczyzny
okreslajacej powierzchnie solu obrotowego.

Po przeciwnej niz st6! 4 stronie plytki 2 jest
umieszczony ekran 7 z fotoelektrycznym prezetwor-
nikiem 8, na wyjsciu ktérego jest przylgczonhy re-
wersyjny cyfrowy licznik 9 imipulséw. .

Uktad dziala w nastepujacy sposéb. Promienie
Swietlne padaja z lasera 1 na piytke 2, a p'o roz-
dzieleniu wigzek odpowiednio na katowe lustro 5
oraz na lustro 3. Wigzka skierowana na kgtowe .lu-
stro 5 po odbiciu od jego dwbéch powierzehni i lu-
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stra 6 wraca do piytki 2 i dalej na ekran 7.
Wigzka odnfiesienia po odbiciu od lustra 3 wraca
do piytki 2 i po odbiciu od niej réwmniez zostaje
skierowana na plaszczyzme ekmanu ¥. Zastosowane
w ukladzie lustro 6 kiompensuje przesuniecie wia-
zek interferemcyjnych i jedmocze$nie podwaja réz-
nice drég optycznyich.

Pomiar kata ¢ obrotu stolu 4 odbywa sie po-
przez zliczenie przesuwajacych sie pradikéw inter-
ferencyjnych. Liczba tych prazkéw -jest zaleina.od
réznicy drég optycznych miedzy wigzkiami inter-
ferujgcymi i wynosi:

Al 4r sin ¢
n= e ——
y A

gdzie:
n — liczba prazkémw
r — promien obrotu
¢ — kat obrotu
A — diugos$é fali Swiatla lasera

Zgodnie z dalsza cecha wynalazku uklad moze
byé pozbawiony kompensujacego lustra 6. Woéw-
czas phaskie lustro 3 zostaje zastgpione lustrem ka-
towym o budowie podobnej do budowy lustra 5,
zas .

Al

2r.sin ¢
n=="7

A
a przesunlecie wigzek interferujacych wynosi

p=2r (li—cos )

Zastrzezenie patentowe

Uklad do interferencyjnego pomiaru kgtéw zao-
patrzony w laserowe zrédio Swiatta, znamienny tym,
2¢ na drodze wigqzki laserowej ma pélprzepuszcza-
jaca piytke (2) i za niq lustro @), w kierunku -wiaz-
ki odbitej od piytli (2) ma obrotowy stét (4) z ka-

‘towym lustrem (5) oraz kompensujace lustro (6),

przy czym lustra (3 i 6) oraz plytka (2) sg usta-
wione prostopadle do plaszezyzny stolu (4), kat
wierzcholltowy miedzy powierzchniami odbijajacy-
mi katowego lustra (6) wymosi 90° a dwusieczna
tego kata jest prostopadia do prostej. lgczacej
wierzcholek katowego lustra (5) ze Srodkiem obro-

~ tu stobu (4), za$ po przeciwnej niz stét 4) stronie

piytki (2) znajdujq sig¢ ekran (7) z réinicowym fo-
toelekiirycznym przetwornikiem (8) impulséw i re-
wersyjny cyfrowy licznik (9) tych impulséw:
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